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内容概要

　　《半导体测试技术原理与应用》在介绍电学参数测试原理的基础上，重点介绍了具有国际先进水
平的国内外首台微区电阻率测试仪原理与应用，具有很高的实际应用价值。
全书共分11章，1-6章讨论了微区电学参数测试的重要性，综述了当今已研究出来的各种半导体测试方
法的特点；详细分析四探针测量技术的基本原理，重点讨论常规直线四探针法、改进范德堡法和改
进Rymasze-wski四探针测试方法；研究四探针测试技术中的共性问题，介绍了以较高的定位精度进行
大型硅片的无图形等间距测量的原理。
7-11章重点讨论了测试技术在材料科学等领域的分析与应用及无接触测量技术。
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图像处理与分析及共在半导体薄层电阻测量中的应用参考文献2　四探针技术测量薄层电阻的原理分
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四探针法2.5　小结参考文献3　四探针测试技术中的共性问题3.1　测试探针3.2　测试设备的校准及环
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误差分析5.2　方形国探针法与常规直线四探针法游移造成误差的对比分析5.3　用改进的Rymaszewski
公式及方形四探针法测定微区的方电阻5.4　小结参考文献6　探针图像预处理及边缘检测7　探针的图
像侵害、定位控制与检测精度分析8　电阻率的无接触测量及自动测试技术9　高电阻率材料的电学参
数测量10　扫描电子显微镜及其在半导体测试技术中的应用11　外延片的物理测试
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